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１．概要（Summary） 

我々は MEMS 技術によって３次元的微小空間を制御

可能とするマイクロ流体デバイスを使い、新医薬品開発に

おける毒性評価を行うことを目的とした in vitro生体モデ

ル Body on a Chipの開発を行っている[1]。チップ内を

流れる薬剤や代謝物を含む培養液の流体制御をより精

密に制御する圧力センサの開発は、今後の実用化を目

指す上で重要となる．そこで本研究では、マイクロ流体デ

バイスに組み込み可能なイオン液体を用いた圧力センサ

[2]を作製するために，京都大学ナノテクノロジーハブ拠

点の設備を利用して微細加工を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高速マスクレス露光装置、触針式段差計 

【実験方法】 

イオン液体型圧力センサは Fig. 1のように、PDMSの

マイクロ流路が交差した部分に PDMS 薄膜のダイアフラ

ム構造を有する。上部流路には測定対象の液体を流し、

下部流路（イオン液体流路）には電気伝導性有するイオ

ン液体を注入する。上部流路に圧力変化が生じると薄膜

が下方にたわみ、流路内でイオン液体の断面積が小さく

なる。その結果、イオン液体層の電気抵抗値が大きくなる

ため、この抵抗値を計測して圧力を測定する。本研究で

は、高速マスクレス露光装置を用いてマイクロ流路のレジ

ストモールドを作製、イオン液体型圧力センサのプロトタイ

プデバイスをソフトリソグラフィ技術で作製した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製したレジストモールドの断面形状を触針式段差計

により計測し、目標形状との比較を行った（Fig. 2）。さらに

作製したイオン液体型圧力センサの抵抗値変化を計測し

た結果，約 60 Ω/Pa（印加圧：0~12 kPa）が確認され，

FEM 解析結果と合わせてマイクロ流体デバイス内の圧力

変化を計測可能であることを確認した。 

 

Fig. 1 Schematic illustration of test device. 

 

Fig. 2 Measured result of cross-sectional shape of 

fabricated resist mold. 
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